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Piezo

Nano - Positioning

P-721 PIFOC® Hochpraziser Objektiv-Scanner

Schneller Nanopositionierer und -Scanner fiir Mikroskopobjektive

. N
Q Piezo Objektiv-Nanopositioniersystem mit QuickLock-Adapter.

ickLock Adapter und Objektiv nicht im Lieferumfan”
5 ki

B Feinpositionierung von Objektiven mit Sub-nm Auflésung
B Stellwege bis 140 pm, Millisekunden Einschwingzeit
B Wesentlich schnelleres Ansprechen und héhere Lebensdauer

als motorische Antriebe

B Minimaler Objektivversatz durch Parallelflexurefiihrung
B Hochste Linearitat durch Direktmetrologie mit kapazitiven

Sensoren

H Preisglinstige Version mit DMS-Sensoren

B Kompatibel mit Metamorph™ Imaging-Software

W Uberragende Lebensdauer dank PICMA® Piezoaktoren
B Quick Lock Adapter fiir einfache Installation

H Freie Apertur bis zu 29 mm @

P-721 PIFOC®s sind dynami-
sche und prazise Nanofokus-
siersysteme flir hochauflosen-
de Mikroskope. Sie bieten
einen Positionier- und Scanbe-
reich von 100 ym mit Sub-Na-
nometer Auflosung und eine

Anwendungsbeispiele

3D-Imaging

Z-Stack Akquisition

Screening

Interferometrie

Metrologie

Disk-Drive-Testsysteme

Autofokussysteme

Konfokale Mikroskopie

Biotechnologie

Halbleitertestausristung

hervorragende Linearitat von
bis zu 0,03 % des Verfahrwegs.
Fir Anwendungen wie Zwei-
Photonen-Spektroskopie, die
eine besonders grol3e Auf-
I6sung bendtigen, gibt es Vari-
anten, die einen freien opti-
schen Durchgang bis zu 29 mm
Durchmesser ermaoglichen.

Fir groBere Stellwege steht
das Modell P-725 zur Verfi-
gung (s. S. 2-28), fiir hohere
Lasten und noch bessere Dyna-
mik das Modell P-726 (s. S. 2-32)
und P-725.SDD (s. S. 2-30).

Hochste Genauigkeit durch
Direktmetrologie mit
Kapazitivsensoren

Die Modelle P-721.C sind mit
kapazitiven Wegsensoren aus-
geristet. Kapazitive Sensoren
messen die Position direkt und
berthrungslos. Weder Reibung
noch Hysterese beeintrachti-

gen die Messung, wodurch in
der Kombination mit der Posi-
tionsauflosbarkeit von weit un-
ter einem Nanometer ausge-
zeichnete Linearitatswerte er-
reicht werden. Ein weiterer
Vorteil der direkten Positions-
erfassung mit kapazitiven Sen-
soren ist die sehr gute Phasen-
treue und die hohe Bandbreite
von bis zu 10 kHz.

Alternativ kommen kompakte,
preisglinstigere = Dehnmess-
streifen-Sensoren (DMS) mit
Nanometerauflosung zum Ein-
satz. Die absolut messenden
DMS-Sensoren werden an
einer geeigneten Stelle im
Antriebsstrang angebracht und
messen so mittelbar die Aus-
lenkung des bewegten Verstel-
lerteils gegen den Grundkorper.
Eine ungeregelte Version steht
fir Anwendungen zur Verfi-
gung, bei denen schnelle An-
sprechzeiten und sehr hohe
Auflésungen erforderlich sind.
Die Vorgabe oder die Riick-
meldung der Position in abso-
luten Werten ist dann entweder
nicht mafl3geblich oder wird
von externen Wegsensoren,
z.B. Interferometern, einem
Bildverarbeitungssystem oder

Bestellinformation

P-721.CDQ

Schnelles PIFOC® Piezo Nano-
fokussystem, 100 pym, Direktmetro-
logie, kapazitiver Sensor, D-Sub
Stecker, fiir QuickLock Adapter

P-721.CLQ

Schnelles PIFOC® Piezo Nano-
fokussystem, 100 pm, Direktmetro-
logie, kapazitiver Sensor, LEMO
Stecker, fiir QuickLock Adapter

P-721.SL2

Schnelles PIFOC® Piezo Nanofokus-
system, 100 ym, DMS-Sensor, LEMO
Stecker, fir QuickLock Adapter

P-721.0LQ

Schnelles PIFOC® Piezo Nanofokus-
system, 100 um, ohne Sensor, LEMO
Stecker, fiir QuickLock Adapter

P-721.CDA

Schnelles PIFOC® Piezo Nanofokus-
system, 100 um, Direktmetrologie,

kapazitiver Sensor, D-Sub Stecker,

fiir QuickLock-Gewindeadapter mit
groRRer Apertur

P-721.SDA

Schnelles PIFOC® Piezo Nanofokus-
system, 100 ym, DMS-Sensor, D-Sub
Stecker, fiir QuickLock-Gewinde-
adapter mit groRer Apertur

Zubehor

QuickLock-Gewindeadapter,
QuickLock-Gewindeadapter mit
groBer Apertur s. Abb.; Distanz-
stlicke fiir Objektive s. www.pi.ws
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einer PSD (positionsempfindli-
che Fotodiode) ibernommen.

Einfacher Aufbau mit
QuickLock Schnellverschluss

Die PIFOC® werden einfach mit
dem Schnellverschlussadapter
QuickLock zwischen Mikros-
koprevolver und Objektiv ein
gesetzt. Nach dem Einschrau-
ben des Adapters in den Revol-
ver wird der PIFOC® darin in
der gewilinschten Ausrichtung
befestigt. Da der Objektivposi-
tionierer selbst nicht gedreht
werden muss, ist die Kabel-
fiihrung unproblematisch.

Technische Daten

Hohe Zuverlassigkeit und
Lebensdauer

PIFOC® Systeme sind mit vor-
gespannten PICMA® Hochleis-
tungspiezoaktoren ausgeristet,
die in ein reibungsfreies Flex-
ure-Fuhrungssystem mit FEM-
optimierten Festkorpergelen-
ken integriert sind. Die voll-
keramisch isolierten Aktoren
Ubertreffen die Lebensdauer
und Leistungsfahigkeit kon-
ventioneller Piezokeramiken in
dynamischen und statischen
Anwendungen deutlich. Da Ak-
toren, Fihrung und Sensoren
reibungs-, wartungs- und ver-

Piezo « Nano

schleil3frei sind, besitzen diese
Systeme eine aullergewohn-
liche Zuverlassigkeit.

GroRRe Controller-Auswahl

Zum Betrieb der Systeme steht
eine grofBe Anzahl von analo-
gen und digitalen Controllern
in OEM-, Tisch- und 19-Zoll-
Ausfluhrung zur Verfligung.

Modell P-721.CLQ P-721.CDQ P-721.SL2 P-721.0LQ Einheiten
P-721.CDA P-721.SDA

Aktive Achsen z z z z
Bewegung und Positionieren
Integrierter Sensor Kapazitiv Kapazitiv DMS -
Stellweg bei -20 bis +120V, ungeregelt 140 140 140 140 pm
Stellweg, geregelt 100 100 100 - pm
Auflésung, ungeregelt 0,5 0,5 0,5 0,5 nm
Auflésung, geregelt 0,7 0,7 5 - nm
Linearitat, geregelt 0,03 0,03 0,2 - %
Wiederholgenauigkeit +5 +5 +10 - nm
Verkippung 6y, ©y 13 13 13 13 prad
Ubersprechen X, Y 100 100 100 100 nm
M h i he Ei k ‘tEII
Steifigkeit in Stellrichtung 0,3 0,3 0,3 0,3 N/pm
Resonanzfrequenz unbelastet 580 580 580 550 Hz
Resonanzfrequenz belastet, 120 g 235 235 235 235 Hz
Resonanzfrequenz belastet, 200 g 180 180 180 180 Hz
Druck-/ Zugbelastbarkeit in Stellrichtung 100/ 20 100/ 20 100/ 20 100/ 20 N
Antriebseigenschaften
Keramiktyp PICMA® P-885 PICMA® P-885 PICMA® P-885 PICMA® P-885
Elektrische Kapazitat 3,1 3,1 3,1 3,1 uF
Dynamischer Stromkoeffizient 3,9 3,9 39 39 PA/(Hz » pm)
Anschlii und Umgebung
Betriebstemperaturbereich -20 bis 80 -20 bis 80 -20 bis 80 -20 bis 80 °C
Material Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Masse 0,24 0,24 0,22 0,22 kg
Max. Objektivdurchmesser 39 39 39 39 mm
Kabellange 1 1 1 1 m
Sensor- / Spannungsanschluss LEMO D-Sub Spezial LEMO / D-Sub Spezial LEMO (ohne Sensor)
Empfohlene Controller / Verstarker E-610 Controller / E-625 Controller ~ SL2-Version: E-610 Controller /

Verstérker (s. S. 2-110), Tischgerat E-610 Controller/ Verstarker

modulares Piezo- (s. S. 2-114), E-665 Verstarker,

controller-System leistungsstarker E-625 Controller

E-500 (s. S. 2-142) Controller (Tischgerat),

mit Verstarkermodul  (Tischgerat) E-665 leistungsstarker

E-505 (hohe Leistung) (s. S. 2-116) Controller (Tischgerat)

(s. S. 2-147) und E-509
Regler (s. S. 2-152)

Einkanaliger
Digitalcontroller:
E-753 (Tischgerat)
(s. S.2-108)

E-709 Einkanaliger
Digitalcontroller

SDA-Version:
E-709 Einkanaliger
Digitalcontroller

Die Auflésung von PI-Piezo-Nanopositioniersystemen ist nicht durch Reibung begrenzt. Angabe als Positionsrauschen mit E-503 Verstarker (s. S. 2-144).
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Positioning

Toleranz

min. (+20 %/-0 %)

typ.
typ.
typ.
typ.
typ.
typ.

+20%
+20%

+20%
+20%

+20%
+20%

+5%

+10 mm
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Linearantriebe & Aktoren

Nanostelltechnik / Piezoelektronik

Piezo Systeme /
Schnelle Scantische

Linearachsen
Vertikal- / Kippachsen
2- und 3-achsig
6-achsig

Schnelle Kippspiegel /
Aktive Optiken

Piezoverstarker und Controller

Einkanalig
Mehrkanalig
Modular
Zubehor

Grundlagen der
Nanostelltechnik

Nanomesstechnik

Mikrostelltechnik
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